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【要旨】 近年，走査電子顕微鏡法（Scanning Electron Microscopy : SEM）の発展は目

覚ましく，電界放出形電子銃（Field Emission：FE）を搭載したFE-SEMは加速電圧1 kV

であっても1 nmを切る空間分解能を実現できるようになった。さらに，SEMはエネル

ギー分散型X線分析（Energy dispersive X-ray spectrometry：EDS）や波長分散型X線

分析（Wavelength dispersive X-ray spectrometry：WDS）を搭載することで局所領域

の元素同定や定量ができること，電子線後方散乱回折法（Electron backscatter 

diffraction：EBSD）を搭載することでナノレベルでの結晶情報が得られること，また最近，

開発された軟エックス線分光法（Soft X-ray Emission Spectrometry：SXES）により材

料の化学結合状態も解析できるようになっている。本発表では，最新SEMの原理と共

にさまざまに発展した解析法とその応用を紹介する。 
 

【キーワード】 低加速電圧SEM，減速法，低真空法，エネルギー分散型X線分光
法(EDS)，軟X線分析法(SXES) 
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